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Motivation 

Microscope + Laser  
 make small radius laser light   ~10μm 
We can inject laser light anywhere in one pixel 
Cross talk measurement, Edge effect 
 
High power Laser 
 We can control number of e-h pair production by adjusting 
the yield of laser light 

laser point 



Signal Production by Infrared Laser 

Wave length 1064 nm = 1.16 eV 
 
Energy gap of Si = 1.12 eV 
Average production energy of e-h pair = 3.6 eV 
 
Almost all laser light go through a Si sensor, but they can make 
e-h pair a certain probability. 
We can make e-h pair uniformly in a sensitive area. 
 

Charged  
particle laser 



Spec. of The Laser 
CRYLAS GmbH 
DSS1064-Q2 (Class 3B) 
Wave length       : 1064 nm 
Pulse width        :  ~ 1.5 ns 
Pulse energy      : > 20 μJ/pulse 
                               ~ 1014 photons/pulse 
Peak power        : > 13kW  
Reputation rate : 1 ~ 10kHz 



How to Control  
• We can easily control the laser reputation rate with Windows software.  
• There is a triggering system as an option of the laser. 
• A trigger signal is negative 800 mV and 2ns width 

Trigger signal 
Interface of the control software 



Optical system 1: Microscope 
高倍率、広範囲測定に対応。

4種類のテーブル、多彩な落射照明装置の中から選択・

追加が可能です。50×50、100×50、100×100の3種類

のテーブルには粗微動共軸ハンドルの採用。150×100テ

ーブルにはクラッチフリー機構を採用し、スピーディな移動

と微細な位置決めを

実現しました。

設置場所を選ばない、

省スペースボディ。

Ｗ295ｍｍ×Ｄ 429.4ｍｍ

のコンパクトなボディに多

彩な機能を凝縮しながら、

このクラス最小設計（ 当社

比）を実現しました。

用途に合わせて4タイプ、充実のラインアップ。

0.1µm読みの電動3軸タイプ、マニュアル3軸タイプには

0.1µm読みと 0.5µm読みを用意。さらにマニュアル2軸タ

イプの0.5µm読みもございます。目的に合わせてお選び

頂けます。

STM6（ 電動）寸法図 STM6（ マニュアル）寸法図

50×50テーブル

寸法図

100×50テーブル

寸法図

100×100テーブル

寸法図

小型電動3軸（ 0.1µm読み）
MM6C-RLAS／明暗視野落射投光管

MM6C-AF／オートフォーカスユニット

組み合わせ例

小型マニュアル3軸（ 0.5µm読み）
MM6C-KMAS／明視野落射投光管

組み合わせ例

小型マニュアル2軸（ 0.5µm読み）
MM6C-VL／落射投光管

組み合わせ例

小型マニュアル3軸（ 0.1µm読み）
MM6C-RLAS／明暗視野落射投光管

組み合わせ例

XYZ
0.1mm

50×50
Stage

150×100
Stage

Option

100×50
Stage

100×100
Stage

Focus 
Navigation

単位： mm

11 12

粗微動共軸ハンド ル

イメージイラスト

150×100テーブル

寸法図

設置例

150×100テーブル組み合わせ

設置例

50×50テーブル、

100×50テーブル、

100×100テーブル組み合わせ

M4x3

STM-6 

Manual 
XY stage 

Light guide option 

Put laser unit on here 
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CCD 
camera 

Reference light 

Olympus : STM-6 

Objective  
lens  
x5, x20 
and  x100 



   
   
   
   

Optical System 2 : Light Guide 

Put mirror unit  
Into a part of  
Microscope unit 

Laser light 

microscope Base plate 

Laser light 1064nm 

Visible light 

   
   

Laser 

ND filters 

mirror 

220 mm 

          
 
 
 

80 
mm 



  

We have to  
• make a new Si sensor box optimized for the laser system 
• make a signal read out system 
• prepare daq system 


